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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

マイクロ流路（PDMS製）のための型を作製する目的で露光装置を使用し，また，
その計測のために段差計を使用した．

実験
Experimental

ネガレジストSU-8（3025）を4in シリコン基板にスピンコーターで塗布した．条
件は次のとおりである：500 rpm まで 5sかけて加速．500 rpmで10s 回転．3000
rpm まで 10 s かけて加速．3000 rpm で30 s 回転．減速（3 s).MLA150で露光し
た後，60℃で１分，95℃で4分間ベイクした後で，SU-8用現像液を用いて５分間
パドリングしながらエッチングして型を作製した．型の高さを測定するために段差
計を使用した．MLA150用のデータは，DXF形式のファイルを出力するpythonでプ
ログラムを自作して用意した（図１）．

結果と考察
Results and Discussion

設計通りの流路が作成できていることを顕微鏡で確認した．段差計で高さを計測し
たところ，レジストが柔らかく削ってしまい，正しく計測できていないようであっ
た．ポストベイクなどの必要性があると思われる．ただし，PDMS用の型としては
問題なく使用できた．
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Figures, Tables and
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図１．マスクレス露光に使用したパターン

その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

成果発表・成果利用 / Publication and Patents

DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)

口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文

Oral Presentations etc.

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件



特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


